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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件等同采用IEC62047-42:2022《半导体器件 微机电器件 第42部分:柔压电式微机电悬臂

梁机电转换特性的测量方法》。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———为与现有标准协调,将标准名称改为《微机电系统(MEMS)技术 压电悬臂梁机电转换特性

的测试方法》;
———对公式(4)的符号说明进行技术勘误(见5.2的注2),“测量的ec31,f(Vin,max)是ec31,f的最小值,而

ec31,f(Vin,min)是ec31,f的最大值”改为“测量的ec31,f(Vin,max)是ec31,f的最大值,而ec31,f(Vin,min)是

ec31,f的最小值”;
———对公式的引用进行技术勘误(见A.2.4),将公式(5)改为公式(4)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由国家标准化管理委员会提出。
本文件由全国微机电技术标准化技术委员会(SAC/TC336)与全国集成电路标准化技术委员会

(SAC/TC599)共同归口。
本文件起草单位:合肥华凌股份有限公司、中机生产力促进中心有限公司、宁波科联电子有限公司、

中北大学、长虹美菱股份有限公司、广州自平测控科技有限公司、海信集团控股股份有限公司、上海新微

技术研发中心有限公司、无锡小天鹅电器有限公司、北京智芯微电子科技有限公司、北京晨晶电子有限

公司、广州天极电子科技股份有限公司、无锡华润上华科技有限公司、西北工业大学、东南大学、成都航

天凯特机电科技有限公司、中国电力科学研究院有限公司、北京大学、苏州大学、四川长虹虹微科技有限

公司、美的集团股份有限公司、无锡吴越物芯科技有限公司。
本文件主要起草人:余燕、李根梓、史进东、王俊强、杨浩、马卓标、曹诗亮、卢奕鹏、张革、方东明、

张云辉、张舒楠、王科、程宇心、王春举、卢敏仪、夏长奉、周再发、闫晓剑、熊贵林、董接莲。
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微机电系统(MEMS)技术 压电微悬

臂梁机电转换特性的测试方法

1 范围

微悬臂梁是微传感器和微执行器的典型结构,为了获得具有微器件结构的压电薄膜的实际和精确

的压电系数。本文件描述了微悬臂梁上压电薄膜机电转换特性的测试方法。本文件适用于通过

MEMS工艺制造的微悬臂上的压电薄膜机电转换特性的测试,适用于消费者、工业或任何其他压电器

件的应用。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
单压电层微悬臂梁 unimorphmicrocantilever
由压电薄膜和非压电材料组成的微尺度悬臂梁,非压电材料通常为薄硅层。
注:将压电薄膜沉积在底电极上,随后在压电薄膜上制备顶电极,并在两电极之间施加输入电压。铂常用作压电

MEMS器件的顶电极和底电极,其厚度宜比微悬臂的压电薄膜和非压电层的厚度薄。在正压电测量中,测得底

电极和感应顶电极之间的输出信号,如5.4所述。

3.2
逆横向压电系数 conversetransversepiezoelectriccoefficient
由电场或电压引起的应变或应力计算出的压电薄膜横向压电系数。

3.3
正横向压电系数 directtransversepiezoelectriccoefficient
由应变或应力产生的电荷或电压计算得出的压电薄膜横向压电系数。

4 MEMS压电薄膜试验台

4.1 概述

横向压电性能的测量方法适用于单片微悬臂,压电 MEMS单层微悬臂梁试件如图1所示。
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